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１．はじめに  多波長干渉法は、参照ミラーを走査する低コヒーレンス干渉計（白色干渉計）[1]、波

長を空間的あるいは時間的に走査する波長走査干渉計、波長を離散的に与える光コム干渉計に分類さ

れる。これらの干渉計で得られる信号は、光路差を軸とする距離空間での信号および波数を軸とする

波数空間での信号として統一的に表現することができる。１つの反射面の位置測定については、これ

らの信号の処理方法は既に報告されているが[2] [3]、薄膜のように２つの反射面の位置測定については十

分な検討がなされていない。本稿では薄膜形状測定に有用な信号処理方法を統一的観点から検討する。 

２．多波長干渉計の距離・波数空間における信号  干渉計の構成を図 1 に示す。光源からの波数の
光が薄膜のおもて面 P で反射されることで生じる光検出器(CCD)上の光場を Upとする。おもて面 P の

位置を光路差 L=LPで表し、Up=BPexp(j2LP)と表現する。同様に、裏面 Q に対しては UQ=BQexp(j2LQ)
となる。簡単のために、光源の各波数の光強度は一定とし、多波長干渉法の信号について説明する。

低コヒーレンス干渉計では、光源の波数は連続的に分布している。参照ミラー(RM)を平行移動させて

光路差に LR の変化を与え、距離空間 LR における干渉信号 S(LR)=A+B{BPcos[2(LPLR)]+ 
BQcos[2(LQLR)]}dを検出する。ここで、A、B は定数である。S(LR)をフーリエ変換し波数空間信号

F()を求めると、F()=Up()+UQ()が得られる。波数走査干渉法では LR=0 一定であり、波数を走査す

る。スペクトラム干渉計（空間的波数走査干渉計）では、S(0)を回折格子などで分光し、空間座標 x の

関数(x)について波数空間信号 F()=BPcos(2LP)+BQcos(2LQ)あるいは F()=Up()+UQ()を検出する。

時間的波数走査干渉計では、時間の関数(t)についてスペクトラム干渉計と同様な波数空間信号を検出

する。これらの波数空間信号をフーリエ変換あるいは逆伝搬法[4]によって距離空間信号が得られ光路差

LP、LQを求めることができる。 

３．低コヒーレンス干渉計での測定方法と数値解析  光源の波数

は 1.30981 m-1(763.5 nm)から 1.25000 m-1(800 nm)とし、光強度分布

はガウス分布とし、等間隔に 50 個の波数成分を用いた。LRの間隔は

0.1m とし、BP=1、BQ=0.8 の反射面 P、Q による干渉信号 S(LR)を作

成した。LP=-30.100 m、LQ=29.900 m、d=(LP-LQ)/2=-0.1m における

波数空間信号 F()=Up()+UQ()を図２に示す。LP=-LQ-2d であるため

位相分布に-2d の傾斜成分が含まれている。そこで、この傾斜成分 
を除去することによって、図２に示すように LP=-LQ の場

合の位相分布を求めた。このとき、振幅最大点a=1.26665 
m-1、およびb=1.30001 m-1では位相が 0 となることから、

LP=1/(b-c)の式で LP=-LQ=-29.976 μm が求まった。 

４．おわりに  低コヒーレンス干渉計で LP=-LQ とする

ことによる波数空間信号の特徴的分布を利用した測定方

法を示した。多波長干渉法の信号を統一的に考えれば、こ

の方法を広く利用することができる。   
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図１ 多波長干渉計

図２ 波数空間信号 F()
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